Untersuchung der dreidimensionalen Feldverteilung

bei

Beugungsexperimenten in inkoharentem Licht (Lau-Effekt)
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Messung -- Intensitatsverteilung
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7} 7} @
—_ 2 2 2
£ g g g
% 0 0.5 :—g 0.5 j% 0.5 g
© & = ©
= ‘ e - N E
80 100 120 40 60 80 100 120 140 160 40 60 80 100 120 140 160
z [mm] z [mm] z [mm]
Abstand hinter der Fourier-Linse Abstand hinter der Fourier-Linse Abstand hinter der Fourier-Linse
z 1 T 1 To
F beim Abstand K beim Abstand| K] beim Abstand
g —113mm % —113mm g l h,.--,.,‘1 ——113mm
<05 —115mm =05 —115mm = mw ”””” / [ N “m ——115mm
£ o : MMM Ju& l { l I ‘ J ‘UU“‘ L Lzom £ OZMM “““ ( \“ ‘l““m’"\” '” “” 117mm |
5 A i £ IAMUURUUAAA y 2
T 0 s ADNSNAMAAAL o ° ol h h ° .
-2 -1 0 1 2 3 4 -3 -2 -1 0 1 2 8 -3 -2 -1 0 1 2 3
X [mm]
1 1 1
05 2 : 083 05 .
=3 c = c = 08 2
€ s E 06 & E 5
E 0 055 E “E E 0 06 =<
05 A 048 X . 6g
110 - 02 ° . 02 g 110 — e 2 04 5
11 A 0.1 - — -0.1 - 115 T —— -0.1 H-
1207 02 010 . 0 1207 02 01 ° ) 1207 02 010 )
Abs'andh z[m my M Abst@ndh 2[,,, mj y mrm Abs'andh z[m mj y fmm
I’F I‘F r
Ourigy., “Lingg Ourigy., “Linse Ourigy., “Linge

Schlussfolgerung

bei raumlich kohéarenter Beleuchtung: bei rdumlich inkohé&renter Beleuchtung (hier Kéhlerscher Beleuchtung):

+ Anderung des Beleuchtungswinkels
— laterale und axiale Verschiebung des
Talbot-Teppichs des ersten Ronchi Gitters
— laterale Verschiebung und Anderung der
Intensitaten in der Fourier-Ebene
* keine Lau-Streifen in der Fourier-Ebene sichtbar

 Lau-Streifen in der Fourier-Ebene sichtbar

Literaturen

« Licht mit unterschiedlichen Beleuchtungswinkeln bezuglich des ersten Ronchi Gitters

» Periode der Lau-Streifen auch von der Periode des zweiten Ronchi Gitters abhangig

« kleiner Unterschied der Intensitdten und Perioden der Streifen um die Fourier-Ebene herum
» Anwendung der Intensitatsverteilung in der Lithographie auf nicht planen Ebenen denkbar

« AnschlieBende Untersuchung in weiterer Entfernung hinter der Fourier-Ebene nétig
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